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原子层沉积型微通道板的高能物理需求和优势
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电导层 发射层

制备方案

测试仪器与方法

评价方法

分析方法

1.WYM算法
2.电导层厚度公式

1.宽范围的MCP工作电
阻测试系统。
2.MCP增益测试平台

通过工作电阻进行判
断MCP电导层是否合适

定义的

等进行电阻数据的分
析。

1.过渡层思想
2.三明治结构

1.球形SEE测试系统
2.低能SEE中和方法

椭偏仪测试材料厚度及对材料进
行一次电子能量分区，进而在中
能区获得最优SEE厚度关系式

XPS与刻蚀交替实验获
得元素内部分布信息


